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Descripción: La invención se refiere a una técnica para medir con muy alta precisión y de manera automatizada distancias focales en microlentes. La técnica está basada en hacer que un haz de láser sea enfocado cobre la microlente bajo inspección. El enfoque se realiza en una etapa única por medio de una lente de tipo singlete. Este haz es refractado por la microlente y dirigido a un fotodiodo cuya área sensible se encuentra semibloqueada por un borde vibrante que se coloca al frente del fotodiodo. La amplitud de la señal de salida del fotodiodo en estas condiciones resulta ser proporcional a la distancia focal de la microlente bajo inspección. 
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